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１．概要（Summary） 

細胞には，遺伝情報の記録媒体として DNA が存在す

る．DNA はヒストンというタンパク質に静電相互作用によ

って巻き付き，DNA-ヒストンの複合体であるクロマチンを

構成している．ヒストンがメチル化などの化学修飾を受ける

ことでクロマチンが凝縮し，遺伝子の発現が抑制されるこ

とが知られている．このため，クロマチン凝縮領域の分布

を解析する研究が数多くなされている．しかし，クロマチン

は力学的ストレスに弱く，ピペッティングなどの実験操作に

よって容易に断片化してしまう．そこで，当研究室では，マ

イクロ流体デバイスを用いることで，クロマチンの断片化を

抑えつつ，凝縮領域の分布を「その場で」解析する技術を

開発している．本研究で使用するマイクロ流体デバイスは，

電子線描画装置で作製したクロムマスクを用いて，フォトリ

ソグラフィによって PDMS製のデバイスを作製している． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・高速大面積電子線描画装置 

・マスク・ウエーハ自動現像装置群 

【実験方法】 

※B) C)の工程をプラットフォーム支援機関で実施した． 

A) L-editでマイクロ流体デバイスのマスクデータを作製

する． 

B) 高速大面積電子描画装置で A)のデータを元にして

クロムマスクにマスクデータを描画する． 

C) クロムマスクをマスク・ウエーハ自動現像装置群で現

像する． 

D) シリコンウェハに SU8 をスピンコートし，露光装置で

マスク上のパターンをシリコンウェハに転写する． 

E) シリコンウェハを現像し，PDMS に転写してマイクロ

流体デバイスを作製する． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に，作製したクロムマスクを示す．マスクにはY字

型の主流路と，主流路に沿ったマイクロポケット，クロマチ

ンを固定するためのマイクロピラーが描画されている． 

 

Fig. 1 Chromium mask made by EB 

このマスクを元にモールドを作製し，PDMS で転写成

型したマイクロ流体デバイスを Fig. 2に示す． 

  

Fig. 2 Micro fluidics device and micro pillar 

 

微細構造である，マイクロピラーの成型精度を確保する

ため，また，マイクロピラーに固定するクロマチンファイバ

ーの流路壁面への非特異吸着を抑制するため，2 種類の

モールドを使用して 2 層構造のマイクロ流体デバイスを作

製することができた．今後はこのデバイスを使用して，クロ

マチンの伸展，解析を実施していく． 
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